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Native oxide transport and removal during the
atomic layer deposition of Ta2O5 on InAs(100)
surfaces
Alex J. Henegar and Theodosia Gougousi
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Kinetic mechanism of V­shaped twinning in
3C/4H­SiC heteroepitaxy
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J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031104 (2016);
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Electrical properties from photoinduced
charging on Cd­doped (100) surfaces of
CuInSe2 epitaxial thin films
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J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031303 (2016);
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Implementation of atomic layer etching of
silicon: Scaling parameters, feasibility, and
profile control
Alok Ranjan, Mingmei Wang, Sonam D. Sherpa, Vinayak Rastogi, Akira
Koshiishi and Peter L. G. Ventzek
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031304 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4944850
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F­atom kinetics in SF6/Ar inductively coupled
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Impact of hydrofluorocarbon molecular
structure parameters on plasma etching of ultra­
low­K dielectric
Chen Li, Rahul Gupta, Venkateswara Pallem and Gottlieb S. Oehrlein
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031306 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4944609
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Electromagnetic simulation of helicon plasma
antennas for their electrostatic shield design
Yorgos Stratakos, Angelos Zeniou and Evangelos Gogolides
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031307 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4945001
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Effects of atmospheric­pressure discharge type
on ionic wind velocity for needle­to­cylinder
electrode
Hua Li, Chaoqun Guo, Yukai Li, Xialei Hong, Jianmin Zhu and Zhencheng Chen
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031308 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4947073
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Work functions of hafnium nitride thin films as
emitter material for field emitter arrays
Yasuhito Gotoh, Sho Fujiwara and Hiroshi Tsuji
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031401 (2016);
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Silver decorated polymer supported
semiconductor thin films by UV aided metalized
laser printing
Jonathan C. Halbur, Richard P. Padbury and Jesse S. Jur
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031402 (2016);
http://dx.doi.org/10.1116/1.4947011
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Pilot­scale electron cyclotron resonance­metal
organic chemical vapor deposition system for
the preparation of large­area fluorine­doped
SnO2 thin films
Bup Ju Jeon, Chairul Hudaya and Joong Kee Lee
J. Vac. Sci. Technol. A 34, 031501 (2016);
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Improvement of the thermal stability of nickel
silicide using a ruthenium interlayer deposited
via remote plasma atomic layer deposition
Inhye Lee, Jingyu Park, Heeyoung Jeon, Hyunjung Kim, Changhee
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Atomic layer deposition of cerium oxide for
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